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1. Einrichtung zur Erhohung des Vakuums in einer 
von einem Band durchlaufenen Vakuumkammer, der 
Vorvakuumkammern vorgelagert sind,- dadurch 5 
gekennzeichnet, daB das Band (3) ein- und 
ausgangsseitig der Vakuumkammer (2) zwischen an 
•der Ober- bzw. Unterseite des Bandes (3) anliegen- 
den Platten (8) gefuhrt ist, die mit einer Vielzah! von 
quer zur Langserstreckung des Bandes (3) verlaufen- io 
den Schlitzen (9 und 10) versehen sind, von denen die 
einlaBseitigen Schlitze (10) schrag gegen die 
Laufrichtung des Bandes (3) und die auslaBseitigen 
Schlitze (9) schrag. zur Laufrichtung des Bandes (3) 
geneigt sind. 15 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schlitze (9 und 10) Luftabschalkan- 
ten (11 und 12) aufweisen. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Band ein in einer 20 
Vorvakuumkammer (21) umlaufendes Endlosband 
(22) ist, das die Hochvakuumkammer (23) in 
entgegengesetzten Richtungen durchlauft 
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Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Erhohung 
des Vakuums in einer von einem Band durchlaufenen 
Vakuumkammer, der Vorvakuumkammern vorgelagert 30 
sind. 

Vakuumkammern, durch die ein die Kammer 
durchiaufendes Band gefuhrt ist, werden insbesondere 
bei Anlagen zur Beschichtung von Bandern benotigt 
Dabei ist entweder ein hoher Aufwand an Einrichtungen 35 
zur Dichtung am BandeinlaB und am BandauslaB 
erforderlich, den beispielsweise die Deutsche Auslege- 
schrift 15 42 532 fiir eine vergleichbare Einrichtung 
aufzeigt, oder es ist ein relativ groBes vakuumdichtes 
Gehause nach der Deutschen Auslegeschrift 25 05 275 40 
notig, das die gesamte Anlage einschlieBlich des 
Bandantnebes umgibL Derart voluminose Gehause 
erfordern zur Erzeugung eines ausreichenden Vakuums 
in der zur Beschichtung des Bandes vorgesehenen 
Kammer relativ grpBe und leistungsfahige Pumpen, die 45 
an das Gehause angeschlossen sind. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einer 
Einrichtung der eingangs geriannten Art das Vakuum in 
der zur Beschichtung eines Bandes vorgesehenen 
Kammer gegenuber dem Vakuum in vorgeschalteten 50 
Kammern zu erhohen und den zur Dichtung der 
Vakuumkammer erforderlichen Aufwand sowie den 
Aufwand an Vakuumpumpen zu verringern. 

Diese Aufgabe ist erfindungsgemaB dadurch geldst, 
daB das Band ein- und ausgangsseitig der Vakuumkam- 55 
mer zwischen an der Ober- bzw. Unterseite des Bandes 
anhegenden Platten gefuhrt ist, die mit einer Vielzahl 
von quer zur Langserstreckung des Bandes verlaufen- 
den Schlitzen versehen sind, von denen die eingangssei- 
tigen Schlitze schrag gegen die Laufrichtung des Bandes 60 
und die auslaBseitigen Schlitze schrag zur Laufrichtung 
des Bandes geneigt sind. Zur besseren Ablosung der am 
Band ainhaftenden Luftmolekule konnen die Kanten der 
Schhtze in vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung als 
Luftabschalkanten ausgebildet sein. ~ 65 

Ohne vom Prinzip der Erfindung abzuweichen, ist 
auch eine Anwendung fur Hochvakuumpumpen gege- 
ben, bei denen ein Vorvakuum die Hochvakuumkammer 



umgibt In zweckmaBiger Ausgestaltung der Erfindi 
ist dabei das Band als Endlosband ausgebildet das 
einer Vorvakuumkammer umlauft und das die Hoch 
kuumkammer in entgegengesetzten Richtungen dur 
lauft 

Anwendungsmoglichkeiten der Erfindung sind b 
spiels weise fiir die Bedampfung von- Stahibandi 
mittels eines Elektronenstrahles gegeben, wobei 1 
Bedampfungseinrichtung zweckmaBig in der Vakuu 
kammer angeordnet ist 

Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung sind in c 
Zeichnung schematisch vereinfacht dargestelh und 
folgenden naher beschrieben. Es zeigt 

Fig. 1 eine Vorrichtung zur kontinuierlichsn Meta 
Oder Kunststoffbedampfung von Metallbandern n 
einer Einrichtung zur Erhohung des Vakuums in d 
Vakuumkammer; 

Fig. 2 eine Pumpe zur Hochvakuumerzeugung n 
Hilfe eines endlosen die Hochvakuumkammer durchla 
fenden Metallbandes*. 

An einer Vorrichtung 1 zur kontinuierlichen Meta 
oder Kunststoffbeschichtung von Metallbandern zei 
die Fi g. 1 eine Vakuumkammer 2, durch die in Richtui 
der Pfeile I mit hoher Geschwindigkeit ein Stahlband 
lauft, das Ober Fuhrungsrollen 4 gefuhrt ist D 
Vakuumkammer 2 sind Vorvakuumkammern 5 ein- ui 
auslaBseitig vorgelagert, durch die das Stahlband 
ebenfails lauft Die Vorvakuumkammern 2 sind uh 
Vakuumschieber 6 an eine gemeinsame — oder w 
dargestellt — an getrennte Vakuumpumpen 7 ang 
schlossen und weisen Platten 8 auf, zwischen denen di 
Stahlband 3 hindurchgefuhrt ist Ein bei offene 
Vakuumschieber 7 sowohl in den Vorkammern 5 a 
auch in der Vakuumkammer 2 erzeugtes Vakuum wii 
bei schnellbewegtem Stahlband 3 in der Vakuumkan 
mer 3 dadurch erhoht, dafl am Stahlband 3 anhaftenc 
Luftmolekule mit Hilfe einer Vielzahl von Schlitzen 
und 10, die quer zur Laufrichtung des StahJbandes 3 i 
den Platten 8 angebracht sind, abgeschalt und in di 
Vorvakuumkammern 5 abgeleitet werden; Hierzu sin 
die Schhtze 10 in den Platten 8 am emlaBseitigen End 
der Vakuumkammer 3 gegen die Einiaufrichtung de 
Stahlbandes geneigt und mit Luftabschalkanten 1 
versehen. Am auslaBseitigen Ende der Vakuumkammc 
3 1st die Neigung der Schlitze 9 umgekehrt, b< 
entsprechender Anordnung der Luftabschalkanten t: 
Die Vakuumkammer 2 ist schlieBIich mit eine 
bekannten Beschichtungseinrichtung 13 versehen, m: 
der das Stahlband 2 behandelt wird. 

Der wesentliche Vbrteil def beschriebenen Einrich 
tung besteht darin, daB das zu beschichtende Stahlban. 
zur Erzeugung und Aufrechterhaltung eines hohej 
Vakuums in der Vakuumkammer 2 beitragt wobc 
teuere DichtungsmaBnahmen an den Banddurchtritts 
stellen der Vakuumkammer 2 entfallen. Zusatzlicl 
ergeben sich dabei erhebliche Einsparungen an den zu 
Erzeugung eines Vorvakuums benotigten Pumpen. 

Das weitere in der Fig. 2 gezeigte Anwendungsbei 
spiel fiir eine Hochvakuumpumpe 20 entsprich 
hinsichtlich ihres Aufbaues und ihrer Wirkungsweisi 
weitgehend dem vorherbeschriebenen BeispieL In eine 
Vorvakuumkammer 21, an die eine nicht dargestelJti 
Vakuumpumpe ublicher Bauart angeschlossen ist, lauf 
ein endloses Stahlband 22 urn, dessen oberes unc 
unteres Trum eine Hochvakuumkammer 23 durchlauft 
Zwischen der Vorvakuumkammer 21 und der Hochva 
kuumkammer 23 sind analog der Fig. 1 ausgebildete 
Platten 24 an den Bandein- und -auslaBoffnungen dei 
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Hochvakuumkammer 23 angeordnet, wobei mit Pfeilen ben ist. Die Hochvakuumkammer 23 ist mit einem 

II das Abschalen und Ableiten von LuftmolekOlen symbolisch angedeuteten AnschluB 26 fur erne Hochva- 

angezeigt ist. Weiter Pfeile III geben die Umlaufrich- kuumleitung versehen.der zweckmaBigimZentrum der 

tung des endlosen Stahlbandes 22 an, das z. B. von einem Hochvakuumkammer und senkrecht zur Zeichenebene 

Elektromotor 25 mit hoher Geschwindigkeit angetrie- 5 angeordnet ist 
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